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技術相談 

提供可能技術： 

・各種機能性薄膜の作製 

・室温から低温域での薄膜の電気抵抗の測定 

・各種材料の磁気特性の測定 

 
研究内容： 機能性薄膜の作製とその電気的・磁気的特性に関する研究 

 

電気伝導性や磁気抵抗特性、磁気特性等の機能をもった機能性薄膜は、センサ材料や記憶媒体としての応用や表

面処理として素材にさまざまな機能性を持たせる用途として注目されているものである。 

本研究ではこのような機能性薄膜を、真空蒸着法やスパッタ法、電析法等を利用して作製し、その電気抵抗や磁気

特性を調べ、新たな機能性を持つ材料開発を行おうとするものである。 

図 1 は電析法による強磁性多層薄膜等の機能性薄膜の作製について示したものである。金属の種類により、析出電

位が異なることを利用し、複数の金属イオンが含まれる一つの電解浴から異なる組成の層をもつ多層薄膜を作製する

ことができる。これにより作製された強磁性多層薄膜において磁気抵抗効果を示す薄膜が得られている。 

図 2 および図 3 は本研究において作製した機能性薄膜の例であり、膜厚方向への傾斜構造薄膜や透明伝導性薄膜

についての研究を行っている。図 4 はスパッタ法により作製した傾斜構造薄膜の抵抗率の測定結果の例を示す。 

また、このような薄膜において、低温域から高温域での電気抵抗測定や磁気特性等の測定を行うことも可能であり、

金属や絶縁体の電気伝導および物質内の電子の挙動に関する基礎的な研究についても行っている。 

 

 

 

 

 

                           図 2 傾斜構造薄膜のモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 電析法による多層薄膜作製      図 3 透明導電性薄膜        図 4 傾斜構造薄膜の電気抵抗 

 

 
提供可能な設備・機器：  

名称・型番（メーカー） 

高真空三元スパッタ成膜装置（東栄科学産業）  

振動試料型磁力計（Micro Sense）  

クライオスタット（システムブレイン）  
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